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Epidiaskop do rzutowanic obrazkéw, przeiroczy oraz pisma recznego
w czasie pisania
Udzielono z moca od dnia 17 marca 1950 r.

»

Znane sy epidiaskopy do rzutowania episko-
powego lub diaskopowego obrazéw. Zhane jest
tez przystosowanie epidiaskop(';w do rzutowania
pisma recznego podczas pisania. Wynalazek do-
tyczy ulepszen konstrukeyjnych epidiaskopu, kto-
ry umozliwia rzutowanie rysunkéw, przeiroczy
oraz pisma recznego w czasie pisania.

Epidiaskop wediug wynalazku jest przedsta-

‘wiony na rysunku. Zawiera on Zrédlo §wiatla k

z lustrem [, dwa lustra a, b, kierujgce promienie,
uktad soczewek ¢, d, osadzonych jak w rewolwe-
1ze mikroskopowym, lustro j, osadzone odchylunie
o kat 900,oraz rure z soczewka ¢ iramka na
przezrocza. Rura ¢ jest osadzona na zawiasach
na pokrywie przyrzadu. W przednia czes$é ostony
wmontowana jest plyta szklana h.

Do wyswietlania episkopowego na plyte. 2
kladzie sie obrazek, rycine lub szkic oraz nasta-
wia sie tak obsade rewolwerowa azeby $wiatlo po
odbiciu od luster a, b przechodzito przez soczewke
wklesta d. Rura e jest wtedy w polozeniu odchy-

s
lonym, a lustro j w polozeniu pokazanym na ry-
sunku.. ’

Do rzutowania, diaskopowego lustro jobraca
sig tak, aby przylegato do szyby h, obsade rewo-
lwerowa oraz rur¢ e nastawia sie tak, aby pro-
mienie przechodzily przez soczewke dwuwypuk-
ta ¢ i soczewke g.

Do wys$wietlania pisma re¢cznego rura e oraz
lustro j sa w polozeniu odchylonym, a na plytke
h jest nasunieta plytka z drobnoziarnistego szkla
matowego, stronag matowa na zewnatrz, na kté-
rej mozna pisaé bad% bezposrednio weglem, badz
zwyklym oléwkiem przez papier i- kalke do ko-
piowania, badZz ewentualnie pos$rednio po masie
z plasteliny tak, jak w tak zwanych notesach
wiecznych. Do oéwietlania pisma stluzy malutka
zaréowka i. Obrazy we wszystkich przypadkach
sa rzutowane na ekran odchylony o kat 40° od
Sciany. Ewentualne zmniejszenie tego kata daje
sie uzyskaé przez stosowanie obiektywow o od-
powiedniej ostrosei glebinowej.
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Epidiaskopowe rzutowanie pisma rgcznego

prelegenta zastepuje nurzace pisahie na " tabli-

cach. ’

Przy zastosowaniu silnej zardwki k w ognisku

lustra reflektorowego [, $wiatla na sali mozna
weale nie gasié, wystarczy jedynie je zmniejszyé,

umozliwiajac w ten sposéb sluchaczom zaréwno -

notowanie wyktadu, towarzyszacego wysSwietla-
. niu jak i $ledzenie za rzutowanym pismem prele-
genta.

Caly przyrzad moze byé wpuszczony do stotu
lub katedry na state lub tez moze byé wykonany
jako prz'enoény. _ '

Zamiast zarowki $wietlnej, mogacej niekie-
dy zbyt silnie razié oczy prelegenta podezas wy-
Swietlania wlasnego pisma, mozna stosowaé inne

irédta $wiatla, np. neonowe lub ‘emijtujace pro-

mienie podezerwone i nadfioletowe, przy czym
w obu ostatnich przypadkach ekran powinien
posiadaé odpowiednia mieszaniné fosforyzujaca,
na ktérej promienie dla prelegenta niewidzialne
wywolywalyby obrazy Swietlne.
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Uzywany przez prelegenta papier przy wy-
Swietlaniu pisma moze byé nawiniety w postaci
rolki na walek i w miare potrzeby przesuwany,
dajac nastepnie utrwalony przeglad wykladéw,
podawanych wzoréw, dat® szkicow
itd.

Zastrzezenia patentowe

1. Epidiaskop do rzutowania obrazkéw, przezro-
czy. oraz pisma recznego W czasie pisania,
znamienny tym, iz ramka na przezrocza wraz
z-ukladem optycznym do rzutowania diasko-
powego jest osadzona w rurze (e), polaczo-
nej zawiasowo z oslona przyrzadu, uklad za$
soczewek (¢, d), dla rzutowania pisma lub dia-
skopowego rzutowania obrazkéw jest osadzo-
ny w obsadzie rewolwerowej.

2. Epidiaskop wedtug zastrz. 1, znamienny tym,
ze posiada ruchome lustro (j), ktéore w polo-
zeniu odchylonym z biegu promieni, umozli-
wia episkopowe rzutowanie obrazkéw lub pis-
ma recznego.
N ‘ Jan Wilczynski

Andrzej Wilczynski
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